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@ Laser zur Erzeugung schnnalbandiger Strahlung 

@ Laser zur Erzeugung schmalbandiger Strahlung hoher 
spektraler Reinheit mit 

- einem Resonator (10), der ein laseraktives Medium (12) 
zwischen reflektierenden Elementen {14, 16) und zu mi n- 
dest ein wellenlangenselektivas Element (14) aufweist, 
und 

- einer wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung 
(16) zum Auskoppein der Strahlung aus dem Laser-Reso- 
nator (10),dadurch gekennzelchnet, dafi als Auskoppel- 
einrichtung (16, 16*", 16") ein Prisma (30; 60; 70) vorge- 
sehen ist, das durch Interferenz wellenlangenselektiv ist. 
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Laser zur Erzeugung schmalbandiger Strahlung 

Die Erfindung betrifft einen Laser zur Erzeugung schmalbandi- 
ger Strahlung hoher spektraler Reinheit mit einero Resonator, 
der ein laseraktives Medium zwischen ref lektierenden Elemen- 
ten und zumindest ein wellenlangenselektives Element auf- 
weist, uiid einer wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung 
zum Auskoppeln der Strahlung aus dem Laser-Resonator. 

Ein solcher Laser ist aus der U.S. Patentschrif t 5 856 991 
(Ershov) bekannt. Der dort beschriebene Excimerlaser weist 
als wellenlangenselektives Element im Resonator ein Gitter 
auf und ein Etalon als wellenlelngenselektive Auskoppelein- 
richtung zum Auskoppeln von Strahlung aus dem Resonator. 

Die Erfindung befaBt sich mit dem Problem, bei einem solchen 
Laser moglichst schmalbandige Strahlung mit hoher Stabilitat 
zu erzeugen. Dies ist insbesondere beim Einsatz in der Foto- 
lithographie zur Erzeugung integrierter Schaltungen wichtig. 
Hierzu sind Wellenlangen < 250 nm erforderlich, \m Strukturen 
mit Abmessungen < 0,25 ^m zu erzeugen (fUr Strukturen mit Ab- 
messungen < 0,18 ^m sind Wellenlangen < 200 nm erf orderlich) . 
In solchen Wellenlangenbereichen sind achromatisch abbildende 
Optiken kaum herstellbar. Deshalb mufl die vewendete Strahlung 
sehr schmalbandig sein,um die Abbildungsf ehler aufgrund der 
chromatischen Aberration klein zu halten. Im Einsatzbereich 
der Fotolithographie, um die es bei der vorliegenden Erfin- 
dung insbesondere geht, sind fur brechende Abbildungsoptiken 
Bandbreiten im Bereich < 0,6 pm akzeptabel. 

Eine andere wichtige Strahlungseigenschaft bei solchen Ver- 
wendungen von Laserstrahlung ist die sog. Spektrale Reinheit 
(spectral purity, auch "95 % Integral" genannt) . Die spektra- 
le Reinheit der Strahlung kann z. B. durch dasjenige Wellen- 
langenintervall angegeben werden, in dem 95 % der gesamteri 
Pulsenergie liegt. 



- ^"■^,1., : :: . : :: : ig-82oi4 

* « • • • • •••• • 

• ••••« • • 

• ••• • 

Der Stand der Technik kennt vielfaltige Versuche, die Band- 
breite und die spektrale Reinheit zu verbessern, 

Ein Ansatz zur Verbesserung der spektralen Reinheit ist die 
Erkenntnis, daS die sog. Wellenfrontkriiinniung erheblichen Ein- 
fluB auf die Bandbreite und insbesondere die spektrale Rein- 
heit der abgegebenen Laserstrahlung hat. Das deutsche Ge- 
brauchsmuster 298 22 090 beschreibt Laser, bei denen eine 
derartige Wellenfrontkriimmung korrigiert wird. 

Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung der Bandbreite und der 
spektralen Reinheit wird in den US-Patenten 5 150 370 (Furuya 
et al.) und 5 559 816 (Basting und Kleinschmidt) verfolgt, 
Dort werden jeweils zwei polarisationsgekoppelte Resonatoren 
vorgeschlagen, bei denen die Haupt-Lichterzeugung in einem 
ersten Resonator stattfindet und die Wellenlangenselektion 
mittels eines Etalons durchgefuhrt wird, das in einem zweiten 
Resonator mit relativ geringer Strahlungsleistung angeordnet 
ist. Auch die U.S. Patente 5 835 520 (Palash et al.) und 
5 150 370 (Furuya et al.) beschreiben Anordnungen, bei denen 
die wellenlangenselektiven Einheiten auf einer Seite des la- 
seraktiven Mediums angeordnet sind. 

Die U.S. Patente 5 852 627 und 5 856 991 (Ershov) und 5 559 
816 (Basting et al.) er5ffnen die Moglichkeit, wellenlangen- 
selektive optische Elemente auf beiden Seiten des aktiven Me- 
diums anzuordnen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Laser die 
Bandbreite der abgegebenen Strahlung und deren spektrale 
Reinheit mit einfachen und zuverlassigen Mitteln zu verbes- 
sern. 

GemaB der Erfindung wird dieses Ziel durch eine wellenlangen- 
selektive Auskoppeleinrichtung in Form eines Prismas oder 
dergleichen erreicht. 

GemaB einer ersten Variante ist das Prisma im engeren Sinn so 
angeordnet, daB die Laserstrahlung aus dem Resonator auf eine 
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Seite des gleichsqhenkligen Prismas (insbesondere senkrecht) 
auftrifft, an der Grundflache reflektiert wird und die Aus- 
gangsstrahlung des Lasers aus der anderen gleichschenkligen 
Seite des Prismas austritt (insbesondere unter einem rechten 
Winkel zu der Flache) . Dabei erfolgen an den nicht beschich- 
teten FlSchen des gleichschenkligen Prismas Ref lexionen mit 
Ref lexionsgraden im Bereich von wenigen Prozenten (z. B. 4 %) 
(sog. Fresnel-Ref lexionen) und es ergibt sich eine sog. 2- 
Strahl-Interf erenz mit einem bestimmten freien Spektralbe- 
reich (free spectral range) und sorait eine Bandbreitenredu- 
zierung und Verbesserung der spektralen Reinheit. 

Das "Prisma" im Sinne der vorliegenden Erfindung braucht 
nicht im engeren Sinne ein massiver, im Schnitt dreieckiger 
Glaskorper zu sein. GemaB einer Variante der Erfindung weist 
die wellenlangenselektive Auskoppeleinrichtung zwei strah- 
lungsdurchlMssige Flatten auf , die in der Art eines Prismas 
zueinander gewinkelt angeordnet sind, wobei die durchlaufende 
Strahlung an einem im Strahlungsweg zwischen den Flatten an- 
geordneten Spiegel reflektiert wird. 

GemaB einer weiteren Variante der Erfindung weist die wellen- 
langenselektive Auskoppeleinrichtung einen Winkel-Spiegel mit 
einer davor angeordneten Platte auf, wobei durch Teilrefle- 
xion an der Platte zwei interf errierende Strahlen entstehen. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der erf indungsgemaBen Laser sind 
in den abhangigen Schutzanspriichen beschrieben. 

Die Erfindung beruht auf dem Prinzip, durch gewinkelte Anord- 
nung von teilref lektierenden Flachen und Spiegeln eine 2- 
Strahl-Interferenz Oder Vielstrahl-Interf erenz zu erzeugen, 
die auf den Laserresonator riickwirkt und so eine Wellenlan- 
genselektion und eine Verbesserung der spektralen Reinheit 
erreicht. 

Die erf indungsgeraaB vorgesehene prismenartige Anordnung der 
Elemente ist eine "verallgeraeinerte" Struktur zur Erzeugung 
von Zwei- oder Vielstrahl-Interf erenzen. Die erf indungsgemaB 



zusatzlich in den Strahlengang eingefiihrte dritte Reflexions- 
flache bietet (anders als ein Etalon) die Moglichkeit einer 
Wellenlangendurchstimmung (Wellenlangenanderung) aufgrund zu- 
satzlicher physikalischer Effekte, wie 2. B. einer Phasenan- 
derung der Ref lektivitat durch gesteuerte Totalref lexion. 

Weiterhin bieten die erf indungsgemafien Losungen den Vorteil, 
daB die zwei ref lektierenden Oberflachen, die fur die Zwei- 
strahl- Oder Vielstrahl-Interf erenzen maSgeblich sind, bei 
den prismenartigen Anordnungen selbst nicht bewegt werden- 
Bei einem Etalon (US 5,856,991) muB zumindest ein Etalonspie- 
gel bei der Wellenlangenabstimmung (tuning) bewegt werden. 

Insbesondere ist die Erfindung zur Verwirklichung bei einem 
Excimer-Laser geeignet, z. B. einem KrF-Excimer-Laser, oder 
auch mit einem F2 -Laser. 

Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung anhand 
der Zeichnung naher erlautert. Es zeigt: 

Figur 1 schematisch die Gesamtanordnung eines Lasers 

mit einer wellenlangenselektiven Auskoppelein- 
richtung; 

Figur 2 schematisch das Prinzip der erf indungsgemaBen 

wellenlangenselektiven Auskoppelung der Strah 
lung aus dem Laserresonator ; 

Figur 3 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer wellen 

langenselektiven Auskoppeleinrichtung; 

Figur 4 ein weiteres Ausflihrungsbeispiel einer 

wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung; 

Figur 5 ein weiteres Ausflihrungsbeispiel einer wellen 

langenselektiven Auskoppeleinrichtung und 

Figur 6 eine Abwandlung der wellenlangenselektiven 

Auskoppe le i nr i chtung gema 3 Figur 5 - 



Figur 1 zeigt einen Laserresonator 10 mit einem laseraktiven 
Medium 12, einem wellenlangenselektiven Element 14 und einer 
Auskoppeleinrichtung 16 zum Auskoppeln von Strahlung 20 aus 
dem Laserresonator. Beispielsweise kann es sich um einen Ex- 
cimer-Laser (z. B. KrF) handeln mit einem Gitter als wellen- 
ISngenselektivem Element 14. 

Die ausgekoppelte Laserstrahlung 20 ist in weiter unten naher 
beschriebener Weise hinsichtlich ihrer Bandbreite und spek- 
tralen Reinheit den eingangs genannten Anf orderungen entspre- 
chend verbessert. Die Laserstrahlung passiert einen teil- 
durchiassigen Spiegel 18 und ein geringer Anteil der Strah- 
lung wird in ein Wellenlangenmefigerat 22 eingegeben, dessen 
MeBergebnis in eine Steuerung 24 iibertragen wird. Die Steue- 
rung 24 steuert iiber Steuersignale 26 bzw. 28 sowohl das wel- 
lenlangenselektive Element 14 (also z. B. das Gitter) als 
auch die wellenlangenselektive Auskoppeleinrichtung 16, von 
der nachfolgend mehrere Ausfiihrungsbeispiele beschrieben wer- 
den. 

Figur 2 zeigt schematisch zur Erlauterung das allgemeine 
Prinzip und ein erstes Beispiel einer erf indungsgemaSen wel- 
lenlangenselektiven Auskoppeleinrichtungen 16. Ein Prisma 30 
weist gleichschenklige Seitenf lachen 32, 34 auf , d. h. die 
Strecke AB ist gleich der Strecke AC. Z. B. kann als Material 
fur das Prisma CaF2 vorgesehen sein, 

Der Einfallswinkel des Strahles auf die Grundflache BC des 
Prismas 30 sei a. Wenn a < 9 = arcsin (1/n) (wobei 8 der Win- 
kel der Totalref lexion und n der Br echungs index sind) , muB 
die Oberf lache CB zur Reflexion entsprechend beschichtet 
sein, d. h. eine hochref lektierende Beschichtung (HR) aufwei- 
sen. Ist der Winkel a > 9, so findet Totalref lexion statt, 
auch wenn die Oberf lache CB nicht hochref lektierend beschich- 
tet ist. Die Oberf lachen 32, 34 (also AB und AC) sind nicht 



beschichtet, weshalb dort nur eine sog. Fresnel-Ref lexion 
stattfindet mit Ref lexionsgraden von wenigen Prozent, 
2. B. 4 %. 

Der Laserstrahl 3 6 (vgl, auch Figur 1) tritt in Figur 2 von 
unten kommend unter einem rechten Winkel durch die Oberf lache 
3 2 in das Prisma 30 ein und wird gemaB der durchgezogenen Li- 
nie an der GrundflMche BC total reflektiert. Der Strahl tritt 
dann unter einem Winkel von 90** durch die zweite FlSche 34 
aus dem gleichschenkligen Prisma (gleiche Schenkel 32, 34) 
aus. Der austretende Strahl ist mit dem Bezugszeichen 2 0 ge- 
kennzeichnet (vgl. auch Figur 1) • Wiegesagt, wird ein klei- 
ner Teil der Strahlung an der nicht beschichteten Flache 34 
reflektiert. Dies ist in Figur 2 mit gestrichelter Linie an- 
gedeutet. Es kommt zu einer 2-Strahl-Interf erenz. Dabei ist 
der freie Spektralbereich FSR gegeben durch FSR = f (2nh) . 
Urn einen freien Spektralbereich FSR von 2pm bei einer Wellen- 
IMnge von \ = 248 nm und bei einem Br echungs index n von 1,5 
zu erreichen, muB die Hohe h (Figur 2) des Prismas etwa im 
Bereich von 10 mm liegen. 

Figxir 3 zeigt ein abgewandeltes Ausfiihrungsbeispiel einer 
wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung 16, die, wie auch 
die nachfolgenden weiteren Ausf iihrungsbeispiele, jeweils an 
Stelle der Auskoppeleinrichtung 16 in einem Laser gemaB Figur 
1 einsetzbar ist. Die in die Auskoppeleinrichtung eintretende 
Resonatorstrahlung ist in alien Figuren mit dem Bezugszeichen 
36 gekennzeichnet und die aus der Auskoppeleinrichtung aus- 
tretende Strahlung (d. h. die "ausgekoppelte" Laserstrahlung) 
mit 20. 

Beim Ausfiihrungsbeispiel gemaB Figur 3 sind zwei strahlungs- 
durchlassige Platten 40, 42 unter einem Winkel (3 zueinander 
angeordnet- Senkrecht zur Winkelhalbierenden des Winkels p 
steht ein hochref lektierender Spiegel 44 mit einer hochre- 
f lektierenden (HR) Vorderf lache 44a- 



Die Auflenseiten 40a bzw. 42a der beiden Flatten 40 bzw. 42 
sind antireflektierend (AR) beschichtet, d. h. nicht- 
ref lektierend. Teil-Ref lexionen der Strahlung (die obenge- 
nannten Fresnel-Ref lexionen) mit Ref lexionskoef f izienten im 
Bereich von wenigen Prozent treten also nur an den inner en 
Plattenflachen 40b bzw. 42b auf. Sie fuhren zur anhand der 
Figur 2 bereits erlauterten 2-Strahl-Interf erenz . Die beiden 
Flatten 40, 42 konnen z, B. aus CaF2 Oder MgF2 bestehen. Ei- 
ne Abstimmung (tuning) der Wellenlange kann durch Bewegung 
des Spiegels 44 in Richtung des Doppelpf eiles 46 erfolgen. Z. 
B. kann der Spiegel 44 mit einem piezo-elektrischen Kristal 
in der erf orderlichen Weise um sehr kleine Wegstrecken ver- 
schoben werden. Dabei bleibt der Spiegel senkrecht zur Win- 
kelhalbierenden des Winkels p. Der freie Spektralbereich FSR 
ergibt sich zu A,^/(2nh)- Ein besonderer Fall ist der eines 

Winkels p = 90* (dieser Fall ist in Figur 1 schematisch ge- 
zeigt) . 

Figur 4 zeigt ein weiteres Ausfxihrungsbeispiel einer wellen- 
ISngenselektiven Auskoppeleinrichtung 16". Hier ist eine 
Platte 52 aus z. B. CaF2 Oder MgF2 auf ihrer AuBenseite 52a 
ant i-ref lektierend beschichtet und die Resonator strahlung 36 
tritt senkrecht durch die Platte 52 (in Figur 4 von unten 
kommend) . Hinter der Platte 52 ist ein Spiegel 50 mit zwei 
gewinkelten, hochref lektierenden (HR) Spiegelf leLchen 50a, 50b 
angeordnet. Die beiden Spiegelf lachen 50a, 50b stehen beim 
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel in einem Winkel von 90" und 
bilden zuseunmen mit den Flachen der Platte 52 jeweils ein 
gleichschenkliges Dreieck. Hier werden die zwei interferrie- 
renden Strahlen an nur einer einzigen Platte, namlich der 
Platte 52, erzeugt. Die Teilref lexion (mit einem Reflexions- 
grad von wenigen Prozent) erfolgt an der "inneren" Flache 52b 
der Platte 52. Durch die Ausbildung der beiden hochref lektie- 
renden Spiegelf lachen 50a, 50b in einem Block 50 ist diese 
Anordnung stabil gegen geringfligige Dejustierungen des Spie- 
gels beim Abstimmen der Wellenlange, Beim Abstimmen der Wel- 
lenlange wird mittels eines piezoelektrischen Elementes der 
Spiegel 50 in Richtung des Doppelpf eiles P senkrecht zur Ebe- 
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ne der Platte 52 verschoben. Auch hier ist der freie Spek- 
tralbereich FSR der wellenlangenselektiven Anordnung gegeben 
durch X.^/(2nh). Die beiden Spiegelf ISchen 50a, 50b stehen 
bevorzugt in einem rechten Winkel zueinander. 

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel mit einem 
Prisma 60 und einem parallel zu dessen Grundflache angeordne- 
ten Spiegel 62, der in Richtung des Doppelpf eiles 64 mit ei- 
nem piezoelektrischen Element im Bezug auf die Grundflache 66 
des Prismas 60 verschiebbar ist. Der Abstand zwischen der 
vorderen Flache des Spiegels 62 und der Grundflache 66 des 
Spiegels 60 ist in Figur 5 mit "d" bezeichnet. Auch diese 
wellenlangenselektive Auskoppeleinrichtung 16'*' beruht auf 2- 
Strsihl-Interf erenz . 

An der Grundflache 66 des Prismas 60 erfolgt Totalref lexion. 
Das Prisma 60 besteht z. B. aus CaF2 oder MgF2. Die Strah- 
lung 3 6 tritt in das Prisma 60 ein und an der Grundflache 66 
erfolgt eine Totalref lexion, d. h. der Einf allswinkel a ist > 
9 = eurcsin (1/n) (9 ist der Winkel der Totalref lexion) . 

Der Abstand d zwischen der total-ref lektierenden Oberf lache 
66 und dem Spiegel 62 wird in Richtung des Pf eiles 64 (also 
in Richtung der Flachennormalen der Grundflache 66 und des 
Spiegels 62) justiert. Eine Variation der optischen Weglangen 
wird erreicht durch eine Variation der Phase des Reflexions- 
koeff izienten R des total-ref lektierenden Prismas. R ergibt 
sich in guter Naherung (a « 6) durch 

R = 1 + i (st/cosa exp(-2Kd); IrI « 1) 
K = [2n/X)s; s = ((n sina)^-!)**; 

t = 4n (Polarisation senkrecht zur Einf allsebene) 
t = 4/n (Polarisation parallel zur Einf allsebene) 

Dabei ist ic der Abschwachungskoef f izient der quergedampften 
Welle (evanescent wave) , d. h. senkrecht zur totalref lektie- 
renden Oberf lache. Die Variation AL der optischen Weglange L 
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ergibt sich durch (man dif f erenziere den Imaginarteil von R 
nach d) 

AL = (2t/cosa)s*2exp(-2Kd) Ad 

Da AL/Ad sehr klein gemacht werden kann (z.B. AL/Ad « 0,006), 
ist eine sehr feine Abstimmung der Wellenlange moglich. 

Eine Schwierigkeit beim Ausftthrungsbeispiel gemaB Figur 5 ist 
darin begrUndet, daB der optische Weg der Interferenz- 
Anordnung im Festkorper (des Prismas 60) verlauft, so daB 
thermische Probleme auftreten konnen, Andererseits ist der 
Umstand, daB eine Verschiebung des Spiegels 62 nur den Refle- 
xionskoef f izienten R beeinfluBt und nicht den optischen Weg 
als solchen, ein groBer Vorteil. Um eine quergedampfte Welle 
(evanescent wave) mit geringer Dampfung zu erreichen (und da- 
mit den Abstand d grQBer zu machen) soli der Einf allswinkel 
a sehr nahe dem Winkel 9 der Totalref lexion liegen (s«l) . 

Figur 6 zeigt eine Abwandlung des Ausfiihrungsbeispiels gemaB 
Figur 5 dahingehend, daB die Winkel, unter denen die Strah- 
lung 36 in das Prisma 70 eintritt bzw. die ausgekoppelte 
Strahlung 20 aus ihm austritt, jeweils rechte Winkel sind. 
Auch hier ist ein Spiegel 72 parallel zur Grundflache 76 des 
Prismas 70 angeordnet. Die Funktion des Spiegels 72, der in 
Richtung des Doppelpfeiles 74 mittels eines piezoelektrischen 
Kristalles verschiebbar ist, ist analog der obenbeschriebenen 
Funktion des Spiegels 62 von Figur 5. Figur 6 zeigt mit dem 
Symbol © zum einen die optische Achse des Systems und zum 
anderen die Polarisation des einfallenden Laserstrahls 36. 
Die rechten Winkel sind mit dem iiblichen Symbol gekennzeich- 
net. Bei dieser Anordnung wird z. B. ein MgF2-Prisma verwen- 
det mit n=ne= 1,41615 (bei 248 nm) . Der Einf allswinkel a ist 
45** und s (siehe oben) betragt 0,05. 
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Schut-zansprviche 



1. Laser zur Erzeugung schroalbandiger Strahlung hoher spek- 
traler Reinheit mit 

einem Resonator (10), der ein laseraktives Medium (12) 
zwischen ref lektierenden Elementen (14, 16) und zumindest ein 
wellenlangenselektives Element (14) aufweist, und 

einer wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung (16) zum 
Auskoppeln der Strahlung aus dem Laser-Resonator (10) , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

als Auskoppeleinrichtung (16, 16'", 16*"') ein Prisma (30; 60; 70) 
vorgesehen ist, das durch Interferenz wellenlSngenselektiv ist. 

2. Laser zur Erzeugung schmalbandiger Strahlung hoher spek- 
traler Reinheit mit 

einem Resonator (10), der ein laseraktives Medium (12) 
zwischen ref lektierenden Elementen (14, 16) und zumindest ein 
wellenlangenselektives Element (14) aufweist, und 

einer wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung (16) zum 
Auskoppeln der Strahlung aus dem Laser-Resonator (10) , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Auskoppeleinrichtung (16') zwei strahlungsdurchlassige 
Flatten (40, 42) umfaBt, die jeweils auf einer Seite teilre- 
flektierend sind, z. B. durch eine teilref lektierende Beschich- 
tung 

3. Laser zur Erzeugung schmalbandiger Strahlung hoher spek- 
traler Reinheit mit 

einem Resonator (10), der ein laseraktives Medium (12) 
zwischen ref lektierenden Elementen (14, 16) und zumindest ein 
wellenlangenselektives Element (14) aufweist, und 

einer wellenlangenselektiven Auskoppeleinrichtung (16) zum 
Auskoppeln der Strahlung aus dem Laser-Resonator (10) , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

als wellenlangenselektive Auskoppeleinrichtung (50, 52) ein 
Winkel-Spiegel (50) mit einer davor angeordneten Platte (52) 



vorgesehen ist, wobei durch Teilref lexion an der Platte (52) 
zwei interferrierende Strahlen entstehen. 

4. Laser nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Auskoppeleinrichtung (16) ein gleichschenkliges Prisma (30 
60; 70) umfaBt. 

5- Laser nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzelchnet^ daB 

die zwei Flatten (40, 42) gewinkelt in der Art eines gleich- 
schenkligen Prismas angeordnet sind. 

6. Laser nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Laserstrahlung (36) senkrecht auf die gleichschenkligen 
Seiten (32, 34) des Prismas (30) trifft- 

7- Laser nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Lasserstrahlung (36) senkrecht auf die Platten (40, 42) 
trifft. 

8. Laser nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadvirch gekennzeichnet, daB 

die Auskoppeleinrichtung (16) durch 2-Strahl-Interf erenz wel- 
lenlangenselektiv ist. 

9. Laser nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die von dem wellenlangenselektiven Element (14) selektierte 
Wellenlange zumindest annahernd der von der Auskoppeleinrich^ 
tung selektierten Wellenlange entspricht. 

10. Laser nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 

das wellenlangenselektive Element (14) und die Auskoppelein- 
richtung (16) zur Abstimmung der Wellenlange mittels einer 
Steuereinrichtung (22, 24) einstellbar sind. 
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11. Excimer-Laser gemafl einem der vorhergehenden Anspriiche. 



12. F2-Laser gemciB einem der Anspriiche 1 bis 10. 
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